UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA iz

(O ] CENTRO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS — CCT
s u D ESC COLEGIADO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM PGCEM

CIENCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS - CPGCEM

DEPARTAMENTO: Engenharia Mecénica

DISCIPLINA: TOPICOS ESPECIAIS — MICROSCOPIA ELETRONICA DE SIGLA: TOE -
MATERIAIS Il - MEV MEM I

CARGA HORARIA TOTAL: 30 TEORIA: 02 PRATICA: -

CURSO: Mestrado/Doutorado em Ciéncia e Engenharia de Materiais

PRE-REQUISITOS: -

PROFESSOR RESPONSAVEL: Abel André Candido Recco

EMENTA

Generalidades sobre o microscépio eletronico de varredura, MEV, e as técnicas de analise no
MEV. Fundamentos fisicos correlatos as técnicas de microscopia eletrdnica de varredura. O
microscépio eletrénico de varredura. Imagens no MEV. Andlise quimico qualitativo. Analise quimico
quantitativo. Difracao de elétrons retrodispersados.

CONTEUDO PROGRAMATICO

1.Generalidades sobre o microscopio eletronico de varredura, MEV, e as técnicas de
analise no MEV (2 H).Configuragao basica; técnicas de andlise; exemplos de analises em
diversas aplicagdes em ciéncia dos materiais.

2.Fundamentos fisicos correlatos as técnicas de microscopia eletronica de varredura
(6 H).Comprimento de onda de de Broglie, anéis de Airy, critério de Rayleigh, resolucéao
espacial, dispersao de elétrons pela amostra, informacdes geradas pela interacao elétron-
amostra, fundamentos da obtencao de imagens, fundamentos das técnicas analiticas.

3.0 microscopio eletronico de varredura (4 H).

Fontes de elétrons, processos de emisséo, caraterizacao do feixe de elétrons; sistemas de
desvio, desviadores eletrostaticos, desviadores magnéticos; lentes magnéticas, aberragdes;
detectores; resolucao;

4.lmagens no MEYV (4 H). Generalidades sobre as imagens com elétrons secundarios e
com elétrons retroespalhados, formacao e detecgao das imagens, estadistica dos elétrons
na formacao de imagens.

5.Analise quimico qualitativo (4 H). Modelo atémico de Bohr, modelo quéntico do atomo
de hidrogénio, a tabela periddica dos elementos quimicos, fundamentos fisicos da emissao
de raios-X pela amostra, espectros de emissao de raios X (EDS, WDS, XRF), caraterizacao
dos picos de radiagao carateristica no espetro de emissao de raios X por dispersao de
energia, exemplos tipicos de interferéncia (superposicao) entre diversas radiacoes
carateristicas no analise por EDS, informacao nao representativa.

6.Analise quimico quantitativo (4 H). Resolucéo espacial, resolugdo em energia,
resolucao em comprimento de onda, energia de excitacao, sobrevoltagem, probabilidade de
ionizacado, analise quantitativa e semiquantitativa com e sem padrdes de referéncia, técnica
Cliff-Lorimer, fator de correcao ZAF limite de deteccao, deteccao de tragas, precisao,
confiabilidade, intervalos de confiabilidade, o detector, a eletrénica, tempo de
processamento, tempo morto.

7.Difracao de elétrons retrodispersados (6 H).Condicoes de difracdo elastica e inelastica,
difracdo de Kikuchi, padrdes de difracdo no MEV, transformada de Hough, indexacéo de
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padrées de difracdo, textura cristalogréafica, microtextura e mesotextura, figuras de polo e
funcao de distribuicdo de orientagdes cristalograficas (ODF, sigla em inglés), reticulado de
coincidéncia, tipos de contornos de grao, fungéo de distribuicdo de mesorientagdes (MDF,
sigla em inglés),anisotropia de deformagéo plastica.
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